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■ 溶射工学としての学術基盤構築の貢献
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蓮井 淳

（慶雁義塾大学名誉教授）

【推 薦 理 由 】

現在，慶鷹 義塾大 学名誉教授の蓮井 淳先生 は，種々の物理量の計測技 術 を駆使 した溶射現

象の徹底 観察 に より，各種 溶射 プロセスの解 明に御尽力 され ました．明 らかに された数 々の所

見 を1976年 に名著 「溶 射工学」として刊行 され，溶 射の学術基盤構築 に大 きく貢献 されました．

同著 は，溶射技術 の黎 明期に国内外 に先駆 けて纏 め られた成書であ り，溶射に関わる諸 物理 現

象が正確 な計測技術 に より定量 的に解析 され，事象 の本質が明 らかにされています．以 降本書

は海外 にも翻訳版が普及 するな ど，今 なお当該学術分野 におけるバ イブル的存在 となってい ま

す．一 方当会 におい ては，関東 支部長，法人化 推進 委 員長 などを歴 任 され，特 に1989年 か ら

1995年 の間，当会の前身であ る日本溶射協会 第4代 会長 を務め られ 支部組 織の拡 充 などを通

し，運営，活性化 に対 し大 きく貢献 され ました．

ここに，以上の ような蓮 井先生の学術的 な御貢献 を顕彰す るとともに，当会発展 に対す る永年の ご尽 力に報 いるため，一

般社 団法人 日本溶射学会第1回 「学会賞」受賞者 として推薦申 し上 げます．

蓮井先生の主な御業績 を纏 め，以下に記 します．

1．種 々物理量 の計測技術 を駆使 した溶射現象 の詳細観察 を行い，溶射 プロセス解明 に向けた多 くの知見 を明 らか にされ まし

た．また これ ら所見 を国内外 に向 けた高質の学術論文，解 説文 として公開 され ました．

2．上記研究成果 を成書 「溶射工学」として刊行 されま した．同著 は国内外当該学術技術分野におけるバ イブル的存在 となって

います．

3．永年 にわた る学術研 究活動 を通 じ，当該学術技術分野 を担 う後続の人材 育成に尽力 されました、

4．日本溶射協会第4代 会長を務 め られ，当会 の運営，活性化 に対 し大 きく貢献 され ました．

5．これ ら諸活動 としての貢献が顕彰 され，2005年 にASM／TSSよ りHallofFameの 称号が授与 され ています．

■ 溶射による高品位複合材料創製技術確立への貢献

’恒Jll女 子樹

（豊 田工業大学）

【推 薦 理 由 】

現在，豊 田 工業大学特任教授で あ られ る恒川好樹先生 は，溶射分野での永年の研 究実績 とと

もに当学会 におい ては，中部支部 長，編集委 員長，研 究 ・企画 委員長，副会長 などを歴任 され

2003年 か ら2005年 まで当学会の前 身である日本溶射協会会長 を務 め らました．

学会 の体 制整備な どに大 きな貢献 をされた こともあ り，当分野で知 らない人のいない方 であ

ります．恒川先生 の学術 的な貢献 を顕彰す るとともに長年 のご努力 に報い るため，今 回一般社

団法人 日本 溶射学会の第1回 学会賞受賞者 としてご推薦 申し上げる次第であ ります．

恒川先生 の御業績 をまとめる と以下 の通 りであ ります．

1，独 自開発 した種 々の反応性 プラズマ溶射法 を駆使 し，種々のAl合 金基複合材料創製 プロセスの基盤 を確 立された こと．ま

たこれ ら成果 を国内外に向けた高質の学術論文 として公開 され，多 くの学術賞 を受賞 されたこと．

2．上記研究活動 を通 じ，当該学術技術 分野 を担 う後続の人材 育成 に尽力 された こと．

3．これ ら諸 活動 としての貢献 が顕彰 され，ASMInternationalフ ェロー ：FASMに 認証 されてお られ ること．

なお恒川先生 は本学 会か らは過去2回 論文賞 を受賞 されてお られる とともに，現在 も活発 に学術研究 に携 わられてお られ

ます．また本学会では監事 としての重任 も果た してお られ ます．
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論 文賞
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■ コールドスプレー、ウォームスプレー、高速フレーム溶射における

粒子速度に関する普遍的な法則 （第49巻 第4号 ）

片野田 洋

（鹿児島大学）

森田 洋充

（鹿児島大学）

【推 薦 理 由 】

コール ドス プレー，ウ ォームスプ レーお よび高速 フ レーム溶射 は，溶射 粒子の飛 行速 度を高速度化す るこ とで溶

射材料 における酸 化 などの変質 を抑制 し緻密 な皮 膜を成膜 で きる．近年，溶射皮膜の アプリケーシ ョン拡大 に伴い，

意欲的 に技術 開発が 行われ てい る．これ らの溶射方法 で は溶射粒 子の 速度 を計測 して制御す る ことが重要で ある

が，粒 子速度 を計 測 また は予測 する ことは容易 でな く，シ ミュ レーシ ョンに よる解析 な どが求 め られてい る．本論

文は，コール ドスプ レー，ウ ォームスプ レーお よび高速 フレーム溶 射 にお ける溶射粒子 の速 度に関 して，粒子 直径

お よび粒子密 度 をパ ラメー ター としてガス条件 お よび ノズ ル形 状 を指定 す るこ とで準 一次元計算 に よ り粒子 速度

を算 出 し，詳細 な検討 お よび考察 を行 って いる．これ らによ り，上記の溶射 方法全 てに適用が可 能な，粒子速 度に

関す る普遍的法則の解明 を達 成 している．

この研究成果 は，粒子 速度の予測お よび制御 に役立 ち，今後 の学術 的お よび産業 的な溶射技術の発展 に多大 な貢

献が期 待で きる．よって，本論文 の研究 成果 を評価 し，論文賞 に推薦す る．

■ 電気めっき金属の析出反応を利用したセラミック溶射皮膜の

有孔度試験方法の提案 （第49巻 第1号 ）

原 田 良 夫

（トーカロ（㈱）

谷 和 美

（トーカロ㈱）

高谷 泰 之

（トーカロ㈱ ）

【推 薦 理 由 】

セ ラ ミック溶射皮膜 の気孔 は，皮膜特性 に大 きな影 響 を与 えるため，形態 お よび気孔率 な どを評価 す るさまざ

まな方法 が提 案 され行 われて いる． 本論 文 は，セ ラ ミック皮膜 の表面か ら貫通 気孔 を利用 してめ っ き液 を内部 に

含浸 させ，通電 して銅 めっ きを形成するこ とで，気孔の可視化 に取 り組 んでい る．Al203皮 膜 を用い て，電気 めっ

きによる析 出銅 の分布状 況 を確 認す る とともに，銅 の析 出プ ロセスにつ いて詳細 な検討 を行 って いる． さ らに，

銅 な どの電気め っ き金属で複合化 したセ ラ ミック皮膜 を，新 しい機能性 サー メ ッ ト溶 射皮膜 とす る ことにつ いて

も言及 している．

この研究 成果 は，セ ラミック皮膜 の気孔 に関 して これ まで未解 明であ った領域 を明 らかにで きる可能性 が高 く，

セ ラ ミック皮膜 の膜 質改善に学術的お よび産業的 に多大 な貢献が期待 で きる．よって，本論文 の研究成果 を評価 し，

論文賞 に推薦す る．
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奨 励賞

■ プラズマ溶射中に発生するセラミックの

き裂評価一 レーザAE法 による計測一

伊藤 海太

（東京大学）

出 された ことが示 され，

料温 度が上昇 している時間内 に発生 しているこ とを明 らか に

した． さ らに トーチの移動速度 と試料 の温度履 歴か ら試料表

面の温度場 を求 めて見積 もられ た トップコー ト内の熱応力 に

よ り，亀裂発生 の熱応力 分布 が評価 された．

これ らは，溶射 皮膜内部の亀裂発生 メカニズムの解明 に大

き く寄与 で きる結果であ り，今後 の発展 が期待 で きる． よっ

て ここに奨励賞 に推薦す る．

【推 薦 理 由 】

皮膜 申の亀裂 発生 メカニズ ムを解 明す

るこ とは，皮膜 信頼 性 の向上の ために重

要 であ る．本研 究 は，遮熱 コー テ ィング

皮膜 のYSZト ップ コー ト作製 中の亀裂発

生 を， レー ザ ア コー ス テ ィ ックエ ミッ

シ ョ ン法 に よ り非破壊 ，非接 触，in－situ

で モニ タリ ングした もので ある． トップ

コー ト中の亀 裂発生 がAE事 象 と して検

AE事 象 の90％ 以 上は溶射 に よ り試

■ 画像処理によるセラミック溶射皮膜の

気孔率に及ぼす研磨条件の影響

⑤
嶋 融
羽場 健輔

（首都大学東京）

【推 薦 理 由 】

セ ラ ミック溶射 皮膜の 断面組織 の気孔

率 は，研 磨条件 に よって変 化す る ことが

報告 され ている．本研究 は，溶射 皮膜本

来 の気 孔率が得 られ る合理 的研磨 条件 を

確立 する こ とを 目的 とし，セ ラ ミック溶

射皮膜 の各種研 磨条件 を系統的 に変化 さ

せ，研磨 条件 による気孔率 への影響 を調

査 してい る．その結果，本研 究 のYSZ皮

膜 の気孔 率 は研 磨荷重お よび研磨 時 間の

増 加 に伴 いクロスセ クシ ョンポ リッシャで研磨 した試料 の気

孔 率 に近づ き，約2％ 高 い値で安 定 した． これ は，試料 の切

断や研磨 中の脱落 に よると推察 され た． また，研 磨 による皮

膜除去量 は， は じめ増加 す るが，その後 ほ とん ど増加 しな く

な り，その実測値 は研 磨荷重，皮膜面積，研磨砥粒 径，滑 り

距 離の 関数 としてあ らわ された予測式 とよ く一致 し，正確 な

気 孔率 を得 るための研磨条件選定 ツー ル として期 待で きるこ

とが明 らか となった．

これ らの結果 は，皮膜中の真の気孔率 を測定 する上で，工

業 的 にも極 めて有用であ り，今後の発展が期待 で きる． よっ

て ここに奨励賞 に推薦す る．

■ 高圧型ウォームスプレーによるチタン合金

の成膜

RafalMolak

（（独）物 質・材料

研究機構）

【推 薦 理 由 】

工業 的 に優 れた特徴 を有す るチ タン合

金 の な か で も代 表 的 なTi－6Al－4vを，高

圧型 の ウ ォームス プ レーで成膜 した もの

で あ る． ウ ォー ム ス プ レ ー は，従 来 の

HVOFの 燃 焼室の次段 に窒素 を混合 す る

混 合室 を有 す る筆者 らの グループで開発

された フ レーム温 度の制御 を可 能 と した

もので ある．被 推薦者 らは， この燃 焼室

圧力 をIMPaか ら4MPaへ 増加 させた高圧型 へ と改 良 して い

る．その結果，低圧型 よりも緻密で均一 な皮膜作製 に成功 し，

その気孔 率 も1％ 以下，酸化 も窒素流量の少ない条件以外で

はほ とん ど観察 されず，Heを 使用 した コール ドスプ レー に

匹敵 する ものであった．

これは難成膜材料 に対す る新 たな皮膜形成法 としてだけで

な く，直接成形法 と して も今後の発展が期待で きる． よって

ここに奨励賞に推薦す る．

■ コールドスプレー法を用いた

色素増感太陽電池用TiO2皮 膜の開発

村上 竜矢

（東北大学）

を使 用す るこ とに よ り検 討 して い る．

Al量 は混合粉末 中のAl割 合 によ り調整 で きる可 能性があ り，

さ らにAl量 の増加 と ともに電池特 性 は向上す るこ と，大 き

さの異 なるTiO2粉 末 を使用す ることによ り，多 数のナ ノオー

ダー の気 孔 を皮膜 中に存在 させ るこ とがで き，混合 比が小 ：

大 ＝2：3の とき電池特性 が最 も高い ことを示 した．

これ らは，ク リー ンエ ネルギー と しての色素 増感電池 に対

す る溶射技術 の適用の可能性 を示 してお り， 今後の発展が期

待で きる． よってここに奨励 賞に推 薦する．

【推 薦 理 由 】

各種溶射 方法 で作 製 した二酸化 チ タ ン

光触媒 皮膜の研 究が報告 され， コー ル ド

ス プ レー法で も緻 密 な皮 膜が得 られてい

る．本研究 は， この二 酸化 チ タン皮 膜 を

色素増 感型太 陽電池 に適用 した ものであ

る．発電効 率向上 に は気孔 率の向 上が必

要で あ り， これにAlを 混合 した粉末，お

よび粒 径 の異 なるTiO2を 混合 した粉 末

そ の結 果，皮膜 中の
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